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Statyw mikroskopu projekcyjnego we-
dlug wynalazku przedstawiony jest na za-
laczonym rysunku, a mianowicie: ma fig. 1—
przekrdj wzdluz osi CD figury 2; na fig.
2 — widok zprzodu i na fig. 3 — przekrdj
wedlug AB figury 2, Identyczna zasada mo-
ze by¢ stosowana i do mikroskopow do ob-
serwacji subjektywnej. E oznacza sbolik
mikroskopu, F — deseczke metalowa, ma
ktérej zmcentowana jest gllza z wsunieta w
nia rurka z objektywem (ewentualnie i oku-
larem) projekcyjnym. Otwér I stuzy dila
prcwadnicy, G oznacza rurke z systemem
optycznym projekcyjnym, Obok niej miesci
sig mechanizm $ruby mikrometrycznej.
Rurka K ijest na state przymocowana do
stolika E, rurka L do F. Rurlki te sa do sie~
bie $ci§le przyszlifowane, Rurka L jest za-
mknieta prizykrywka O, w rurce K znajduje

si¢ przegrédka M z nagwintowanym ctwo-
rem; przy wkrecaniu zapomoca moletowane]
ghowki H wihasciwej $ruby mikrometrycznej
£ w tuleje M naciska oma pokrywke O i
zbliza. czesci F i E do siebie. Przy odkre-
caniu roizsuwa je sprezyna N, R jest urza-
dzemnilem do przymocowywania mikroskopu
do latarmii projekcyijne;.

Fig. 3 przedistawia widck $ruby mikro-
metrycznej (K, L, H) oraz przekr6j przez
prowadnice P, Prowadnica ta sktada sie z
cylindrycznego preta, wchodzacego w o-
twér [ czesci F i zapewniajacego staltosé
polozenia tej czesci,

Wiskutek znacznego oddalenia prowad-
nicy od osi $ruby mikrometryoznej, ewen-
tualnie niedoktadniosci pewierzchni kierun-
kowej, t. j. prowadnicy, mniej si¢ zaznacza-
ja, podczas funkcjonowania, niz przy syste-



mach, w ktérych powierzchnie kierunkowe tryczna i oddzielna prowadnica, znamienny
sa przy samej $rubije mikrometrycznej. tem, ze prostolinijno§é przesuwania jednej
- * Weszystkie - czgéci moga byé wykonane na czesci statywu wzgledem drugiej jest uwas-
tokarni, a wiec tatwio osiggnaé precyzyj- runkowana cddzielng od mechanizmu prze-
nosé, _ suwajacege, t. j. §ruby mikrometrycznej,
prowadnica,
Zastrzezenie patentowe,
J. Krukowsikd,
Statyw mikroskapowy z §ruba, mikrome-
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Druk L. Bogustawskiego, Warszawa.
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